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Aktuelle Entwicklungen in der Züchtungstechnologie von 
CZ-Si-Kristallen
Burkhard Altekrüger und Gert Fisahn

Die prozesstechnischen Anforderungen bei der züchtung von gro-
ßen si-Einkristallen mit Durchmessern von 300 mm und 450  mm 
bedeuten erhebliche Anforderungen an die dafür geeignete An-
lagentechnologie.

 
DüNNE sCHICHtEN

Rückseitenmetallisierung Wafer-basierter Si-Solarzellen 
mittels EB-PVD
Ekkehart Reinhold, Jörg Faber, Falk Otto

Mit dem Elektronenstrahlverdampfen ist eine neuartige Beschich-
tungstechnologie für die rückseitenmetallisierung  von Wafer- 
basierten si-solarzellen ins Blickfeld gekommen.
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Charakterisierung von Schichten und Platten
Christoph Sklarczyk

Mit Hilfe von Mikrowellen lassen sich die unterschiedlichsten Werk-
stoffe in Form von schichten, Platten oder Objekten komplexer 
Geometrie hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften, Fehler und 
Geometrien charakterisieren.

PLAsMAtECHNOLOGIE

PECVD mit der Bandhohlkathode
Krasimir Nikolov, Bernd Schuhmacher, Thomas Jung,  
Claus-Peter Klages

Die plasmagestütze Hochrate-Oberflächenbehandlung von stahl-
feinblechen mittels Bandhohlkathodenverfahren hat das Potential 
für die Bearbeitung großer Oberflächen im kontinuierlichen Betrieb 
bei hoher Abscheiderate und geringer streubeschichtung.
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Transparente Elektroden auf  
Kunststofffolien
Matthias Fahland 

transparente Elektroden spielen bereits heute in einer Vielzahl von 
Anwendungen eine große rolle und werden in ihrer Bedeutung 
noch sehr stark zunehmen auf Grund von verbesserten elektri-
schen Eigenschaften bei gleichzeitig niedrigeren Kosten.
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tItelbIlD 2/2011:
ein vielseitig eingesetztes Verfahren zur 
Diagnostik ist die röntgen-Photoelektron-
Spektroskopie (Foto: blick in die 
Messkammer), womit Informationen über 
die elementare Zusammensetzung der 
oberfläche als auch über die chemischen 
bindungen in der oberfläche gewonnen 
werden. (Foto: InP Greifswald e.V.)
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OBErFLäCHEN

Untersuchung von Grenzflächen in Chalkopyrit-
Dünnschichtsolarzellen
Iver Lauermann

CIGss-Dünnschichtzellen werden als 
Alternativen zu den gebräuchlichen 
si-solarzellen seit über zwanzig Jah-
ren entwickelt. Inzwischen liegt ihr 
im Labor erzielter Wirkungsgrad bei 
über 20 %.
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